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摘要(译)

公开了一种使用液晶滴落制造液晶显示器的系统和使用该系统制造液晶
显示器的方法。本发明包括在第一基板上滴下液晶的液晶形成线，在第
二基板上形成密封剂的密封剂形成线，以及将两个基板彼此粘合并使密
封剂硬化的粘合和硬化线，印刷密封剂将基板彼此粘合，并使密封剂硬
化，以及将粘合的基板切割成面板单元并研磨和检查单元面板的检查工
艺线。并且，GAP工艺线包括And，本发明包括使用分配器在第一基板
上滴下LC，在第二基板上形成主UV硬化密封剂，在真空状态下将第一和
第二基板彼此接合的工艺，对主要的UV硬化密封剂进行UV硬化，将粘合
的基材切割成单元单元，研磨切割的基材，最后检查研磨的基材。
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